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I. Wymagania wstepne i dodatkowe

.1 | Brak wymagan.

Il. Cele przedmiotu

1.1 | Zapoznanie studentéw z tematyka zwigzang z uktadami koloidalnymi.

Nabycie przez studenta umiejetnosci faczenia proceséw powierzchniowych z elementami mechaniki ptynéw, co pozwoli na wtgczanie

II.2 efektéw hydrodynamicznych do problemdw koagulacji, agregacji, aglomeracji, powlekania.
1.3 Nabycie przez studenta umiejetnosci opisu oddziatywan ciecz-ciecz (od uktadéw micelarnych po emulsje ciecz-ciecz), w tym koalescencji
: i rozpadu kropel.
lll. Tresci programowe przedmiotu (oddzielnie dla kazdej formy zajec)
111.1. Wyktad
Lp. Tresc Liczba godz.
1 Wprowadzenie: podstawowe informacje o wtasciwosciach koloidéw (definicje, dlaczego wazna jest chemia powierzchni, 1
’ problem stabilnosci termodynamicznej, stabilizacja kinetyczna, elektrostatyczna i steryczna).
) Wytwarzania czastek koloidalnych poprzez stracanie i rozdrabnianie (opis proceséw, zarodkowanie, wzrost, elementy 3
’ bilansu populacji, aspekty praktyczne).
Witasciwosci elektryczne i chemia powierzchni miedzyfazowych (teoria Gouya-Chapmana, teoria DLVO, model Sterna,
3. wiecej o stabilizacji koloidéw, kinetyka koagulacji i hetero-koagulacji, zastosowanie bilansu populacji, aspekty 3
praktyczne).
4. Aplikacje: farby, pigmenty, powtoki lateksowe, ceramika, metoda zol-zel. 3
Uktady amfifilowe (surfaktanty) i powierzchnie miedzyfazowe ciecz-ciecz: molekuty amfifilowe, samoorganizacja, micele
5. jonowe i niejonowe, specyficzne struktury (np. ciekte krysztaty) makro i mikroemulsje, wytwarzanie i stabilnosc, 3
wykorzystanie bilansu populacji, aplikacje, np. problemy z detergentami, spoiwa.
6. Polimery: oddziatywania polimer-surfaktant i polimer-powierzchnia. 2
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111.3. Cwiczenia projektowe

Lp. Tresc Liczba godz.
1. Wytwarzanie czgstek koloidalnych dla wybranych zastosowan. 7
2. Warianty: wytwarzanie emulsji i surfaktantéw do wybranych zastosowan. 8
IV. Wykaz osigganych efektow ksztatcenia
S Odniesienie do efektu:
odza
{ dla dla Opis efektu ksztatcenia kod
efektu X
kierunku obszaru
K Wo1 Posiada wiedze z matematyki i fizyki w zakresie pozwalajgcym na wykorzystanie pojeé
W K_WOZ T2A_WO01 matematycznych i fizycznych do opisu zjawisk powierzchniowych i oddziatywan koloidalnych w1
- oraz metod prowadzenia proceséw z w uktadach dyspersyjnych.
Potrafi pozyskiwac informacje z literatury, bazy danych oraz innych zrédet; potrafi je
u KU1 | T2 uop | ooonpozystwacinformacie z fiteratury, bazy dany y potrafi U1
interpretowac a takze wycigga¢ wnioski.
K_Uo4 T2A_U07
U - - Potrafi interpretowac i modelowac przebieg proceséw z udziatem uktadéw koloidalnych. u2
K_uo7 T2A_U09
U K_U08 T2A_U13 Pos!ada wledze o zagrozgnlach ptynacych z realizacji proceséw w uktadach rozproszonych, w tym U3
z mikro- i nano-czgstkami.
KS K_KO01 T2A_KO01 Potrafi myslec i dziata¢ w sposdb kreatywny. Rozumie potrzebe doksztatcania sie i podnoszenia KS1
K_K04 T2A_K06 swoich kompetencji zawodowych.
T2A_K02
KS K_K03 T2A_K04 Potrafi pracowaé samodzielnie studiujagc wybrane zagadnienie oraz wybierajac najwazniejsze KS2
K_KO5 T2A_KO5 elementy w celu publicznego ich zaprezentowania.
T2A_KO7
*) Rodzaje efektow: W- wiedza, U- umiejetnosci, KS — kompetencje spoteczne
V. Metody weryfikacji efektow ksztatcenia
Forma weryfikacji
Efekt ; ; ; ; ;
Egzamin Egzamm Zaihczeme Kolokwia Prace domowe Referat/ . Dys:kus!a/
ustny pisemny pisemne sprawozdanie seminarium
w1
Ul
u2
u3
KS1
KS2

VL. Literatura

1. R. J,, Stokes D. F. Evans, Fundamentals of interfacial engineering. Wiley, New York, 1997.

2. M. Elimelech, J. Gregory, X. Jia, R. A. Williams, Particle deposition and aggregation. Measurements, Modeling

and Simulations. Butterworth-Heinemann, 1995.
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VII. Naktad pracy studenta

Lp. Tres¢ Liczba godz.
1. | Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikajace z planu studiéw 30

2. | Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji 4

3. | Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach zaliczen i egzamindéw 2

4. | Przygotowanie do zajec (studiowanie literatury, odrabianie prac domowych itp.) 2

5. | Zbieranie informacji, opracowanie wynikéw 3

6. | Przygotowanie sprawozdania, prezentacji, raportu, dyskusji 4

7. | Nauka samodzielna — przygotowanie do zaliczenia/kolokwium/egzaminu 10

Sumaryczne obcigzenie studenta praca 55 godz.
taczna liczba punktéw ECTS 2

Liczba punktéw ECTS, ktdrg student musi uzyskaé w ramach zajeé
a) wymagajacych bezposredniego udziatu nauczycieli akademickich i studentow 1,2
b) o charakterze praktycznym, w tym zaje¢ laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych 0,8
Liczba punktéw ECTS, ktérg student musi uzyska¢ w ramach zajeé¢ z zakresu nauk podstawowych 0
wiasciwych dla danego kierunku studiow
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